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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Формирование  у  студентов  базовых  знаний  и  компетенций  в  области  вакуумно-1.
плазменных  технологий  получения  наноструктур,  изучения  физических  основ  и  методов
эпитаксии  полупроводниковых  материалов,  а  также  принципов  работы  технологического
вакуумного  оборудования,  используемого  в  производстве  изделий  микроэлектроники.

1.2. Задачи дисциплины

Изучение основ вакуумной техники.1.
Формирование  знаний  о  современном  состоянии,  проблемах  и  тенденциях  развития2.

способов создания нанослоёв при помощи вакуумно-плазменных методов.
Формирование  знаний  об  устройстве  и  физическом  принципе  работы  установок3.

эпитаксиального наращивания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль профессиональной подготовки (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.ДВ.02.08.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-5. Способен к
организации и
проведению
экспериментальных
исследований с
применением
современных средств и
методов

ПК-5.1. Знает теорию эксперимента, способы его организации и
планирования и современные средства, и методы проведения
экспериментальных исследований в области электроники и
наноэлектроники
ПК-5.2. Умеет планировать, организовывать и проводить эксперимент
исследований с применением современных средств и методов
ПК-5.3. Владеет навыками планирования, организации, проведения
эксперимента и обработки экспериментальных данных с применением
современных средств и методов

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
3 семестр

1 Введение в технологию эпитаксии
2 Кинетика роста тонких плёнок
3 Вакуумная техника
4 Очистка технологических поверхностей перед процессом эпитаксии
5 Вакуумные методы получения тонких плёнок
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6 Ионно-плазменные методы получения тонких плёнок


